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(57)【要約】
【課題】
【解決手段】　ここで開示されるのは第１層と第２層と
を備える多層テープであり、第１層は第１表面と第２表
面とを有し、第１層の第１表面に表面テクスチャーを有
し、第２層は第１表面と第２表面とを有し、第２層の第
１表面は、第２層の第２表面よりも第１層の第２表面に
近接しており、第２層の第２表面は、多層テープの長手
方向に平行な少なくとも１つの仕切りを有する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１層と第２層とを備える多層テープであって、
　前記第１層は、第１表面と第２表面とを有し、前記第１層の前記第１表面に表面テクス
チャーを有し、
　前記第２層は、第１表面と第２表面とを有し、前記第２層の前記第１表面は、前記第２
層の前記第２表面よりも前記第１層の前記第２表面に近接しており、前記第２層の前記第
２表面は、前記多層テープの長手方向に平行な少なくとも１つの仕切りを有する
　ことを特徴とする多層テープ。
【請求項２】
　請求項１に記載の多層テープにおいて、前記第２層が、前記多層テープの長手方向に平
行な複数の仕切りを有する、ことを特徴とする多層テープ。
【請求項３】
　請求項１に記載の多層テープにおいて、前記仕切りは、前記多層テープが前記テクスチ
ャーを付与する相手の表面に接触したときに延伸するように作用する、ことを特徴とする
多層テープ。
【請求項４】
　請求項１に記載の多層テープにおいて、前記第１層と前記第２層との間に配置され前記
第１層を前記第２層に結合するように作用する第３層をさらに備えることを特徴すとる多
層テープ。
【請求項５】
　請求項１に記載の多層テープにおいて、前記第１層が前記第２層よりも低い軟化温度を
有する、ことを特徴とする多層テープ。
【請求項６】
　請求項１に記載の多層テープにおいて、前記第１層が１３０℃を超える軟化温度を有し
、前記第２層が２００℃を超える軟化温度を有する、ことを特徴とする多層テープ。
【請求項７】
　請求項１に記載の多層テープにおいて、前記第１層がポリカーボネートを含み、前記第
２層がポリイミドを含む、ことを特徴とする多層テープ。
【請求項８】
　請求項１に記載の多層テープにおいて、前記第１層がポリカーボネートを含み、前記第
２層が金属またはセラミックを含む、ことを特徴とする多層テープ。
【請求項９】
　請求項４に記載の多層テープにおいて、前記第３層が、シリコーン接着剤、アクリレー
ト、エポキシ、またはそれらの組み合わせを含む、ことを特徴とする多層テープ。
【請求項１０】
　請求項１に記載の多層テープにおいて、前記第３層がシリコーン接着剤を含む、ことを
特徴とする多層テープ。
【請求項１１】
　請求項１に記載の多層テープにおいて、前記表面テクスチャーは複数のパターンを含み
、各パターンは、間隔を置いて配置された複数のフィーチャーによって定義され、前記複
数のフィーチャーはそれぞれ、実質的に異なる形状を有する少なくとも１つの隣接するフ
ィーチャーを有し、隣接する離隔されたフィーチャーの間の平均間隔は、表面テクスチャ
ーの少なくとも一部において約１ｎｍから約１ｍｍであり、複数の離隔されたフィーチャ
ーは周期関数で表される、ことを特徴とする多層テープ。
【請求項１２】
　請求項１に記載の多層テープにおいて、前記多層テープの幅方向の端部が斜めに切られ
ている、ことを特徴とする多層テープ。
【請求項１３】
　請求項４に記載の多層テープにおいて、前記第３層が架橋されている、ことを特徴とす
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る多層テープ。
【請求項１４】
　第１層を第２層の上に配置して多層テープを形成する方法において、
　前記第１層は、第１表面と第２表面とを有し、前記第１層の前記第１表面に表面テクス
チャーを有し、
　前記第２層は、第１表面と第２表面とを有し、前記第２層の前記第１表面は、前記第２
層の前記第２表面よりも前記第１層の前記第２表面に近接しており、前記第２層の前記第
２表面は、前記多層テープの長手方向に平行な少なくとも１つの仕切りを有し、
　前記第１層を前記第２層に接着する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１５】
請求項１４に記載の方法において、前記第１層と前記第２層との間に第３層を配置するこ
とを特徴とする方法。
【請求項１６】
　デバイスを多層テープに接触させる方法において、
　前記第１層は、第１表面と第２表面とを有し、前記第１層の前記第１表面に表面テクス
チャーを有し、
　前記第２層は、第１表面と第２表面とを有し、前記第２層の前記第１表面は、前記第２
層の前記第２表面よりも前記第１層の前記第２表面に近接しており、前記第２層の前記第
２表面は、前記多層テープの長手方向に平行な少なくとも１つの仕切りを有し、
　前記デバイスと多層テープとを案内チューブを通して輸送し、前記多層チューブが前記
管路と前記案内チューブとの間の前記管路の外側表面上に配置され、前記テープの長手軸
が実質的に前記デバイスの長手軸と平行であり、
　前記デバイスと前記多層鋳型とが前記案内チューブを通して輸送するときに、前記鋳型
から前記デバイスにテクスチャーを転写する
　方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の方法において、前記デバイスは、円形断面を有するシリンダーまた
は導管である、ことを特徴とする方法。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ここで開示するのは、製造中にチューブおよびシリンダーの表面上にマイクロテクスチ
ャーをインプリント（刻印）するために使用するテープである。より具体的には、ここで
開示されるのは、製造中にカテーテルの表面にマイクロテクスチャーを刻印するために使
用することができるテープである。
【背景技術】
【０００２】
　模様やその他の形態の表面加工（以下、「テクスチャー加工」という）を有する表面を
利用して、有利に、表面への生物および他の形態の非生物物質（例えば、氷、ほこり、汚
れなど）の付着を最小限に抑えることができる。テクスチャー加工は、表面での特定の生
物または非生物の付着を特に防止すると同時に、表面への他の生物の成長または他の種類
の非生物の付着を促進するように、寸法が選択される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　例えば、ある種の生物の成長を防ぐためには、テクスチャー加工の寸法はｎｍまたはμ
ｍの範囲になければならないが、他のある種の生物の成長を防ぐためには、テクスチャー
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加工の寸法はミリメートルまたはセンチメートルの範囲でなければならない。別の例とし
て、ある種の生物の成長を促進するためには、テクスチャー加工の寸法はｎｍまたはμｍ
の範囲内でなければならないが、他のある種の生物の成長を促進するためには、テクスチ
ャー加工はミリメートルまたはセンチメートルの範囲でなければならない。このテクスチ
ャー加工をサイズの大きい表面上（例えば、数平方センチメートルの面積）または複雑な
形状を有する表面上（例えば、円形または球状の非平面表面）に再現することは、困難で
ある。
【０００４】
　したがって、パターンの面積に対して大きな表面積を有するカテーテル上にテクスチャ
ーリングを再現できる方法が望まれる。また、複雑な形状を有する表面、またはアクセス
が困難な領域に位置する表面上に配置された表面上にテクスチャーを再現することも望ま
れる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　ここで開示されるのは第１層と第２層とを備える多層テープであり、第１層は第１表面
と第２表面とを有し、第１層の第１表面に表面テクスチャーを有し、第２層は第１表面と
第２表面とを有し、第２層の第１表面は、第２層の第２表面よりも第１層の第２表面に近
接しており、第２層の第２表面は、多層テープの長手方向に平行な少なくとも１つの仕切
りを有する。
【０００６】
　ここでは、第１層を第２層の上に配置して多層テープを形成する方法も開示される。こ
の方法において、第１層は、第１表面と第２表面とを有し、第１層の第１表面に表面テク
スチャーを有し、第２層は、第１表面と第２表面とを有し、第２層の第１表面は、第２層
の第２表面よりも第１層の第２表面に近接しており、第２層の第２表面は、多層テープの
長手方向に平行な少なくとも１つの仕切りを有し、第１層を第２層に接着する。
【０００７】
　ここでは、デバイスを多層テープに接触させる方法も開示される。この方法において、
第１層は、第１表面と第２表面とを有し、第１層の第１表面に表面テクスチャーを有し、
第２層は、第１表面と第２表面とを有し、第２層の第１表面は、第２層の第２表面よりも
第１層の第２表面に近接しており、第２層の第２表面は、多層テープの長手方向に平行な
少なくとも１つの仕切りを有し、デバイスと多層テープとを案内チューブを通して輸送し
、多層チューブが管路と案内チューブとの間の管路の外側表面上に配置され、テープの長
手軸が実質的に前記デバイスの長手軸と平行であり、デバイスと多層鋳型とが案内チュー
ブを通して輸送するときに、鋳型からデバイスにテクスチャーを転写する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、表面にテクスチャーを付与するために使用される典型的な多層テープの
上面および側面の概略図である。
【図２】図２は、湾曲したときにテクスチャーを表面に付与するために使用されて、湾曲
した表面にテクスチャー加工する典型的な多層テープの別の概略図である。
【図３Ａ】図３Ａは、多層テープによって表面に付与される１つの可能なテクスチャーを
示す。
【図３Ｂ】図３Ｂは、多層テープによって表面に付与される他の可能なテクスチャーを示
す。
【図３Ｃ】図３Ｃは、多層テープによって表面に付与される他の可能なテクスチャーを示
す。
【図３Ｄ】図３Ｄは、多層テープによって表面に付与される他の可能なテクスチャーを示
す。
【図４】図４は、曲面を有する物体の周りに巻き付けられたときの多層テープの断面の典
型的な一実施形態を示す図である。
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【図５】図５は、曲面を有する物体の周りに巻き付けられたときの多層テープの断面の別
の典型的実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　ここで開示されるのは、製造中に表面にテクスチャーを付与するための多層テープであ
る。一実施形態では、多層テープを使用して、平坦な表面または湾曲した表面に製造中に
テクスチャーを付与することもできる。平坦面は、フィルム面を含むことができ、一方、
湾曲面は、導管、円柱、球などの表面を含むことができる。テープは、少なくとも２つの
層、すなわち、導管に付与されるテクスチャーを含む第１層と、この第１層上に配置され
高温製造工程中に第１層に安定性を付与する役目をもつ第２層とを含む。接着剤を含むオ
プションの第３層が、第１層と第２層との間に配置されてもよい。
【００１０】
　一実施形態では、第１層と第２層との双方が、少なくとも１００℃以上、好ましくは１
５０℃以上、より好ましくは２００℃以上の高温で安定であり、したがって、１００℃を
超える高温を伴う製造工程中の導管へ、テクスチャーを付与することができる。高温安定
性があるということは、多層テープがその寸法安定性を失ったり、製造工程中または工程
後に劣化し始めないことを意味する。したがって、この多層テープは再利用可能である。
【００１１】
　図１および図２は、テクスチャー１０１Ａを装置の表面に付与するために使用される多
層テープ１００を示す。図２に示す典型的な実施形態では、多層テープ１００は、変形し
て円または半円の断面領域を覆うことができ、製造中のデバイス（例えばチューブ、導管
、シリンダー）の外側湾曲表面にテクスチャーを付与することができる。
【００１２】
　ここで図１を参照すると、多層テープ１００は第１層１０２を備え、この第１層１０２
はオプションの第３層１０４と接し、この第３層１０４は次に第２層１０６と接する。第
１層１０２は第１表面１０１を有し、この第１表面１０１は、テクスチャー加工対象のデ
バイスに付与される表面テクスチャー１０１Ａを含む。表面テクスチャー１０１Ａについ
ては後に詳述する。図１に見られるように、第１層１０２は第１表面１０１と第２表面１
０３とを有する。第２層は第１表面１０５と第２表面１０７を有する。第１層１０２の第
１表面１０１は表面テクスチャー１０１Ａを有し、その一方、第２層の外表面１０７は１
つ以上の仕切り１０８を有する。この仕切り１０８については後述する。図１から、第２
層１０６の第１表面１０５は、第２層１０６の第２表面１０７よりも第１層１０２の第２
表面１０３に近いことが分かる。一実施形態では、第１層１０２の第２表面１０３は、第
２層１０６の第１表面１０５と直接接触していてもよい。
【００１３】
　第１層１０２は、第２層１０６および第３層１０４よりも低い軟化温度を有する。オプ
ションの第３層１０４は、好ましくは、第１層１０２を第２層１０６に接着する接着剤層
である。第２層１０６は、多層テープ１００が円筒または導管の周りに巻かれたときに、
多層テープ１００の外周面が内周面と比較して著しく延びるように、その外側表面に少な
くとも１つの仕切り１０８を有する。
【００１４】
　一実施形態では、第２層１０６は複数の仕切りを含むことができる。この仕切り１０８
はスリットとも呼ばれ、多層テープ１００の長手方向Ｘ－Ｘ’に沿って延びる。長手方向
はテープの長さと平行である。仕切り１０８は、多層テープ１００の全長に沿って延びて
いる。多層テープ１００の外側表面１０７は、仕切り１０８が延伸するので、曲面上に配
置されたときに内側表面１０１に対して延伸する。この特徴は、表面テクスチャー１０１
Ａとテクスチャー加工対象のデバイスの表面との均一かつ連続的な接触を可能にする。
【００１５】
　図１に見られるように、多層テープの長さＬは、５０ｃｍ超、１メートル超、２ｍ超、
そして好ましくは３ｍ超である。多層テープは、端１１０Ａが端１１０Ｂに接触するまで
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、テープをシリンダーまたは導管の外周に巻き付けるのに有効な値の幅Ｒを有する。一実
施形態では、幅Ｒは、５ｍｍから５０ｃｍの範囲とすることができる。非常に大きな表面
をテクスチャー加工する場合は、５０ｃｍを超える場合がある。これは図４および図５に
より明確に示されており、これについては後で説明する。
【００１６】
　層１０２は、テクスチャーを付与している相手先の表面材料よりも高い軟化温度を有す
る組成物から製造される。ただし、層１０２の軟化温度は、層１０４および１０６に使用
される材料の軟化温度より低い。一実施形態では、軟化温度はガラス転移温度である。層
１０２としては、一般には有機ポリマーが用いられる。一実施形態では、層１０２に使用
される有機ポリマーは、１００℃超、好ましくは１１０℃超、より好ましくは１２０℃超
の少なくとも１つのガラス転移温度を有する。典型的な実施形態では、ガラス転移温度は
１４０℃より高い。
【００１７】
　有機ポリマーとしては、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、あるいは熱硬化性樹脂と熱可塑
性樹脂との少なくとも１つを含む化合物組が用いられる。有機ポリマーとしては、ブロッ
クコポリマー、ジブロックコポリマー、スターブロックコポリマー、トリブロックコポリ
マー、デンドリマー、イオン性コポリマー、高分子電解質などが用いられる。
【００１８】
　熱可塑性ポリマーの例としては、ポリアセタール、ポリオレフィン、ポリカーボネート
、ポリエステル、ポリアミド、ポリアミドイミド、ポリアリレート、ポリアリルスルホン
、ポリエーテルスルホン、ポリフェニレンスルフィド、ポリスルホン、ポリイミド、ポリ
エーテルイミド、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエーテルケトン、ポリエーテルエー
テルケトン、ポリエーテルケトンケトン、ポリベンゾオキサゾール、ポリフタルアミド、
ホリビニルハライド、ポリビニルニトリル、ポリビニルエステル、ポリスルホネート、ポ
リスルフィド、ポリチオエステル、ポリスルホンアミド、ポリウレア、ポリホスファゼン
、ポリシラザン、ポリテトラフルオロエチレン、フッ化エチレンプロピレン、ペルフルオ
ロアルコキシエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデンなど、
またはそれらの組み合わせが挙げられる。
【００１９】
　層１０２としての使用に適する熱硬化性ポリマーの例としては、エポキシポリマー、不
飽和ポリエステルポリマー、ポリイミドポリマー、ビスマレイミドポリマー、ビスマレイ
ミドトリアジンポリマー、シアネートエステルポリマー、ビニルポリマー、ベンゾオキサ
ジンポリマー、ベンゾシクロブテンポリマー、アクリル、アルキド、フェノールホルムア
ルデヒドポリマー、ノボラック、レゾール、メラミンホルムアルデヒドポリマー、尿素ホ
ルムアルデヒドポリマー、ヒドロキシメチルフラン、イソシアネート、ジアリルフタレー
ト、トリアリルシアヌレート、トリアリルイソシアヌレート、不飽和ポリエステルイミド
など、またはそれらの組み合わせが挙げられる。
【００２０】
　熱可塑性ポリマーの混合例としては、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン／ナイ
ロン、ポリカーボネート／アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン、アクリロニトリル
・ブタジエン・スチレン／ポリ塩化ビニル、ポリフェニレンエーテル／ポリスチレン、ポ
リフェニレンエーテル／ナイロン、ポリスルホン／アクリロニトリル・ブタジエン・スチ
レン、ポリカーボネート／熱可塑性ウレタン、ポリカーボネート／ポリエチレンテレフタ
レート、ポリカーボネート／ポリブチレンテレフタレート、熱可塑性エラストマーアロイ
、ナイロン／エラストマー、ポリエステル／エラストマー、ポリエチレンテレフタレート
／ポリブチレンテレフタレート、アセタール／エラストマー、スチレン・マレイン酸無水
物／アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン、ポリエーテルエーテルケトン／ポリエー
テルスルホン、ポリエーテルエーテルケトン／ポリエーテルイミドポリエチレン／ナイロ
ン、ポリエチレン／ポリアセタールなどが挙げられる。
【００２１】
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　典型的な熱可塑性ポリマーとしては、ポリカーボネートがある。第１層は、５から７５
μｍ、好ましくは１０から６０μｍ、より好ましくは１５から４５μｍの厚さを有する。
【００２２】
　第１層１０２の表面１０１は、表面テクスチャー１０１Ａを有する。表面テクスチャー
１０１Ａは、複数のパターンを含む。一実施形態では、パターンは、一般に、数ｎｍから
数ｍｍ程度のいくつかのフィーチャー（特徴、造作）を有する。各パターンは、表面テク
スチャー１０１Ａに取り付けられた、または表面テクスチャー１０１Ａ内に描かれた複数
の間隔を置いて配置されたフィーチャーによって画定される。表面上の複数のフィーチャ
ーにはそれぞれ、実質的に異なる形状または実質的に異なるサイズの少なくとも１つのフ
ィーチャーが隣接する。表面テクスチャー１０１Ａ上の隣接するフィーチャー間の平均間
隔は、曲面の少なくとも一部において、約１ｎｍから約１ｍｍの間である。
【００２３】
　一実施形態では、表面テクスチャー１０１Ａを第１の方向で見たときに、間隔を置いて
配置された複数のフィーチャー、すなわち離隔フィーチャーが、周期関数によって表され
る。別の実施形態では、複数の離隔フィーチャーが、ひとつのパターンを形成する。各パ
ターンは、周期性を有する経路によって、隣接パターンから分離されている。この経路の
周期性は、正弦波とすることができる。本発明を限定するものではないが、表面テクスチ
ャー１０１Ａ上に存在するテクスチャーの例が、図３Ａ、図３Ｂ、図３Ｃおよび図３Ｄに
示される。
【００２４】
　一実施形態では、表面テクスチャー１０１Ａが、複数の離隔フィーチャーを含むひとつ
のパターンを形成する。これらの離隔フィーチャーは、複数のグループに分けて配置され
る。グループ分けされたフィーチャーが繰り返しユニットとなり、この繰り返しユニット
が、表面全体に横方向および縦方向に繰り返される。ひとつのグループ分け内でのフィー
チャーは、約１ｎｍから約５００μｍの平均距離で配置される。各フィーチャーは、その
表面が、隣接するフィーチャーの表面と実質的に平行である。各フィーチャーは隣接する
フィーチャーから分離されており、フィーチャーのグループ分けは、互いに、曲がりくね
った経路を画定するように行われる。
【００２５】
　さらに別の実施形態では、表面テクスチャー１０１Ａは、複数の離隔フィーチャーを有
する。これらのフィーチャーは複数のグループに分けて配置され、グループ分けされたフ
ィーチャーが繰り返しユニットとなる。ひとつのグループ分け内でのフィーチャーは、約
１ｎｍから約５００μｍの平均距離で配置される。フィーチャーのグループ分けは、互い
に、曲がりくねった経路を画定し、その経路の接線が、ひとつの離隔フィーチャーと交差
するように行われる。離隔フィーチャーは、最も近くに隣接するものとは幾何学的に（形
状またはサイズが）異なり、接してもいない。
【００２６】
　さらに別の実施形態では、表面テクスチャー１０１Ａは、層１０２の底面に取り付けら
れ、または描かれた、複数の離隔フィーチャーによって画定されるひとつのパターンをも
つ「地形」（トポグラフィ）を有する。複数のフィーチャーは、実質的に異なる幾何学的
形状を有する少なくとも１つのフィーチャーを含み、隣接するパターンは同じフィーチャ
ーを共有し、複数の離隔フィーチャーは、約１ｎｍ～約１，０００μｍの少なくとも１つ
の寸法を有する。隣接する離間フィーチャーは、約５ｎｍから約５００μｍ、具体的には
約１０ｎｍから約１００μｍ、さらに具体的には約１μｍから約５０μｍ、より具体的に
は約２μｍから約２５μｍ、離されている。
【００２７】
　さらに別の実施形態では、表面テクスチャー１０１Ａは、複数の離隔フィーチャーを有
する。これらのフィーチャーは、複数のグループに分けて配置される。グループ分けされ
たフィーチャーが、繰り返しユニットとなる。ひとつのグループ分け内でのフィーチャー
は、約１ｎｍから約２００μｍの平均距離で配置される。フィーチャーのグループ分けは



(8) JP 2019-532840 A 2019.11.14

10

20

30

40

50

、特徴のグループは、曲がりくねった経路を画定するように互いに対して配置される。一
実施形態では、曲がりくねった経路に対する接線は、少なくとも１つの特徴部と交差する
。
【００２８】
　一実施形態では、第２の方向から見たときに、フィーチャー間の経路は、非線形でも非
正弦波でもよい。言い換えれば、経路は、非線形で非周期的でもよい。別の実施形態では
、フィーチャー間の経路は直線状でもよいが、厚さが変化してもよい。複数の離隔フィー
チャーが、表面から外向きに突出していてもよく、または表面内に突出していてもよい。
一実施形態では、複数の離隔フィーチャーが、表面と同じ化学組成を有することができる
。別の実施形態では、複数の離隔フィーチャーが、表面とは異なる化学組成を有すること
ができる。
【００２９】
　曲がりくねった経路は、周期関数で表すことができる。各経路に対して、周期関数が異
なっていてもよい。一実施形態では、パターンは、２以上の周期関数によって表すことが
できる曲がりくねった経路によって、互いに分離することができる。周期関数としては、
正弦波を含むことができる。典型的な実施形態では、周期関数は２以上の正弦波を含むこ
とができる。
【００３０】
　別の実施形態では、複数の異なる曲がりくねった経路がそれぞれ複数の周期関数によっ
て表されるとき、それぞれの周期関数は、固定の位相差によって分離される。さらに別の
実施形態では、複数の異なる曲がりくねった経路が複数の周期関数によって表されるとき
、それぞれの周期関数が、可変位相差によって分離される。
【００３１】
　別の実施形態では、表面テクスチャー１０１Ａのトポグラフィは、２～５０の平均粗度
係数（Ｒ）を有する。
【００３２】
　一実施形態では、ひとつのパターンの各フィーチャーには、幾何学形状（例えば、サイ
ズまたは形状）が異なる少なくとも１つのフィーチャーが隣接する。ひとつのパターンの
ひとつのフィーチャーが、単一の要素となる。ひとつのパターンの各フィーチャーには、
そのフィーチャーとは異なるジオメトリを持つ少なくとも２、３、４、５、または６つの
隣接フィーチャーがある。一実施形態では、少なくとも２以上の異なるフィーチャーがあ
り、それらがひとつのパターンを形成する。別の実施形態では、少なくとも３以上の異な
るフィーチャーがあり、それらがひとつのパターンを形成する。さらに別の実施形態では
、少なくとも４以上の異なるフィーチャーがあり、それらがひとつのパターンを形成する
。さらに別の実施形態では、少なくとも５以上の異なるフィーチャーがあり、それらがひ
とつのパターンを形成する。
【００３３】
　別の実施形態では、パターンの少なくとも２つの同一のフィーチャーに、幾何学形状（
例えば、サイズまたは形状）が異なる少なくとも１つのフィーチャーが隣接する。ひとつ
のパターンのひとつのフィーチャーが、単一の要素となる。一実施形態では、パターンの
２つの同一のフィーチャーに、異なる幾何学的形状を有する少なくとも２、３、４、５、
または６個のフィーチャーが隣接する。別の実施形態では、パターンの３つの同一のフィ
ーチャーに、異なる幾何学的形状を有する少なくとも２、３、４、５、または６個のフィ
ーチャーが隣接する。
【００３４】
　別の実施形態では、各パターンに、異なるサイズまたは形状を有する少なくとも１以上
のパターンが隣接する。言い換えれば、第１のパターンには第２のパターンが隣接し、そ
の第２のパターンは、第１のパターンと同じフィーチャーを含んでいるが、第１のパター
ンとは異なる形状を有することができる。さらに別の実施形態では、各パターンには、異
なるサイズまたは形状を有する少なくとも２以上のパターンが隣接する。さらに別の実施
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形態では、各パターンには、異なるサイズまたは形状を有する少なくとも３以上のパター
ンが隣接する。さらに別の実施形態では、各パターンには、異なるサイズまたは形状を有
する少なくとも４以上のパターンが隣接する。
【００３５】
　オプションの第３層１０４は接着剤層であり、表面テクスチャー１０１Ａのある表面１
０１とは反対側に位置する表面１０３で、第１層１０２と接する。接着剤層は、一般に、
製造温度に耐えることができ、第１層１０２を第２層１０６に結合した状態に保つことが
できる熱可塑性ポリマーおよび／または熱硬化性ポリマーを含む。
【００３６】
　接着剤層（第３層１０４）として、上に挙げた熱可塑性または熱硬化性ポリマーのいず
れを使用してもよい。接着剤は、熱により硬化され、あるいは、電磁放射線（例えば、Ｘ
線、紫外線、電子ビーム放射線など）を使用して硬化される。好ましい接着剤としては、
シリコーン接着剤、アクリレート接着剤、またはエポキシ樹脂接着剤がある。典型的な実
施形態では、第３層１０４は架橋されている。
【００３７】
　適切なシリコーン接着剤は、以下の式（１）の構造によって表される。
【化１】

ここで、ｎは、１から１０，０００、または２，０００から８，０００、または５，００
０から７，０００の整数である。各ＲＡは、個別に、水素、または１～６個の炭素原子を
有するアルキル基、または１～３個の炭素原子を有するアルキル基である。各ＲＢは、個
別に、水素、エポキシ基、エチレン性不飽和基、チオール基、アルコキシ基などである。
一実施形態において、ＲＡは、個別に、－Ｈ、または－ＣｘＨ２ｘ＋１であり、各ｘは、
個別に１～６、または個別に１～３である。一実施形態において、各ＲＡは－ＣＨ３であ
る。ＲＡが芳香族基ではないことが望ましい。
【００３８】
　シリコーン接着剤としては、シリコーンゴムコンパウンドと硬化剤を含む二成分ＲＴＶ
硬化系を含む室温加硫（ＲＴＶ）シリコーンが用いられる。このようなシリコーン接着剤
として、ＲＴＶ６１５がある。このシリコーン接着剤は、－１１５～２０４℃の温度で可
撓性を維持することができる。シリコーンポリマーは、硬化前に、２３℃で３，０００～
７，０００センチポアズ（ｃｐｓ）、好ましくは２３℃で３，５００～４，５００ｃｐｓ
の粘度を有することができる。
【００３９】
　使用できるアクリレート分子としては、式（２）で表されるもの、あるいは式（３）で
表されるモノマーがある。

【化２】

ここで、Ｒ１は、水素、炭素原子数１～１０のアルキル基、炭素原子数１～１０のフルオ
ロアルキル基である。Ｒ１’は、水素、少なくとも１個のヘテロ原子を有する５員環また
は６員環であり、ヘテロ原子は、酸素、窒素、硫黄またはリンである。
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【化３】

ここで、Ｒ１は、水素、炭素原子数１～１０のアルキル基、または炭素原子数１～１０の
フルオロアルキル基である。Ｒ１’は、水素、少なくとも１個のヘテロ原子を有する５員
環または６員環であり、ヘテロ原子は、酸素、窒素、硫黄またはリンである。Ｒ２は、Ｃ

１－３０アルキル、Ｃ３－３０シクロアルキル、Ｃ６－３０アリル、Ｃ７－３０アルカリ
ル、Ｃ７－３０アラルキル、Ｃ１－３０ヘテロアルキル、Ｃ６－３０ヘテロアリル、Ｃ７

－３０ヘテロアリル、Ｃ７－３０ヘテロアリル、ヘテロアラルキル、Ｃ２－１０フルオロ
アルキル基、アルキレンオキシド、またはこれらの基の少なくとも１つを含む組合せ、で
ある。
【００４０】
　別の実施形態では、アクリレートとして、式（４）で表されるモノマーが用いられる。

【化４】

ここで、Ｒ１は、水素、炭素原子数１～１０のアルキル基、または炭素原子数１～１０の
フルオロアルキル基である。Ｒ１’は、水素、少なくとも１個のヘテロ原子を有する５員
環または６員環であり、ヘテロ原子は、酸素、窒素、硫黄またはリンである。Ｒ３、Ｒ４

およびＲ５の少なくとも１つは、Ｃ１－３０アルキル、Ｃ３－３０シクロアルキル、Ｃ６

－３０アリル、Ｃ７－３０アルカリル、Ｃ７－３０アラルキル、Ｃ１－３０ヘテロアルキ
ル、Ｃ３－３０ヘテロシクロアルキル、Ｃ６－３０ヘテロアリル、Ｃ７－３０ヘテロアル
カリル、Ｃ７－３０ヘテロアラルキル、Ｃ２－１０フルオロアルキル基、アルキレンオキ
シド、またはこれらの基の少なくとも１つを含む組み合わせであって、各基が１つ以上の
ビニル基に共有結合しているもの、である。
【００４１】
　エポキシ接着剤としては、芳香族、脂肪族または脂環式エポキシ樹脂が用いられる。一
実施形態では、エポキシ樹脂として、ビスフェノールＦのジグリシジルエーテルを用いる
ことができる。これは、Ｅｐｏｎ８６２（登録商標）として知られており、式（５）に示
される構造を有する。
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【化５】

【００４２】
　別の実施形態では、エポキシ樹脂として、ビスフェノールＦの変性ジグリシジルエーテ
ルが用いられる。これは、変性ＥＰＯＮ８６２（登録商標）として知られており、（式６
）に示す構造を有する。
【化６】

ここで、ｎは繰り返し単位の数である。式（６）のエポキシ樹脂は、ビスフェノールＦと
ＥＰＯＮ８６２を重合して製造される。
【００４３】
　一実施形態では、エポキシ樹脂として、式（７）に示す構造のものを用いることができ
る。
【化７】

ここで、Ｒ１は、単結合、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｃ（Ｏ）－、またはＣ１～１８有機基であ
る。Ｃ１～１８有機架橋基は、環式または非環式、芳香族または非芳香族であり、ハロゲ
ン、酸素、窒素、硫黄、ケイ素、またはリンなどのヘテロ原子をさらに含むことができる
。Ｃ１～１８有機基は、そこに結合したＣ６アリレン基がそれぞれ共通のアルキリデン炭
素またはＣ１～１８有機架橋基の異なる炭素に結合するように配置される。式（７）にお
いて、Ｒ２は、Ｃ１－３０アルキル基、Ｃ３－３０シクロアルキル、Ｃ６－３０アリル、
Ｃ７－３０アルカリル、Ｃ７－３０アラルキル、Ｃ１－３０ヘテロアルキル、Ｃ３－３０
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ヘテロシクロアルキル、Ｃ６－３０ヘテロアリル、Ｃ７－３０ヘテロアルカリル、Ｃ７－

３０ヘテロアラルキル、Ｃ２－１０フルオロアルキル基、またはそれらの組み合わせ、で
ある。
【００４４】
　さらに別の典型的な実施形態では、エポキシ樹脂として、式（８）の２－（クロロメチ
ル）オキシランと、４－［２－（４－ヒドロキシフェニル）プロパン－２－イル］フェノ
ールと、の反応生成物が用いられる。これは、式（８）のビスフェノールＡ－エピクロロ
ヒドリン系エポキシとしても知られている（ビスフェノールＡジグリシジルエーテルとし
ても知られている）。
【化８】

【００４５】
　式（８）のエポキシ樹脂は、ＥＰＯＮ８２８として市販されている。式（７）のエポキ
シ樹脂の代わりに使用できる典型的な例を式（９）および（１０）に示す。一実施形態で
は、式（６）のエポキシ樹脂の代わりに式（９）のエポキシ樹脂を使用することもできる
。
【化９】

ここで、Ｒ１は、式（７）において説明したものである。Ｒ２およびＲ３は、同じもので
も異なるものでも良く、個別に、Ｃ１－３０アルキル基、Ｃ３－３０シクロアルキル、Ｃ

６－３０アリル、Ｃ７－３０アルカリル、Ｃ７－３０アラルキル、Ｃ１－３０ヘテロアル
キル、Ｃ３－３０ヘテロシクロアルキル、Ｃ６－３０ヘテロアリル、Ｃ７－３０ヘテロア
ルカリル、Ｃ７－３０ヘテロアラルキル、Ｃ２－１０フルオロアルキル基、またはそれら
の組み合わせ、である。
【００４６】
　典型的な実施形態では、組成物に、式（１０）の構造を有するエポキシを使用すること
ができる。
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【化１０】

【００４７】
　適切なエポキシの例としては、ビスフェノールＡのジグリシジルエーテル、ジオメタン
ジグリシジルエーテル、２，２－ビス（４－グリシジルオキシフェニル）プロパン、２，
２’－（（１－メチルエチリデン）ビス（４，１－フェニレンオキシメチレン））ビスオ
キシラン、２，２－ビス（４－（２，３－エポキシプロピルオキシ）フェニル）プロパン
、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン、ジグリシジルエーテル、２，２－
ビス（ｐ－グリシジルオキシフェニル）プロパン、４，４’－ビス（２，３－エポキシプ
ロポキシ）ジフェニルジメチルメタン、４，４’－ジヒドロキシジフェニルジメチルメタ
ンジグリシジルエーテル、４，４’－イソプロピリデンビス（１－（２，３－エポキシプ
ロポキシ）ベンゼン）、４，４’－イソプロピリデンジフェノールジグリシジルエーテル
、ビス（４－グリシジルオキシフェニル）ジメチルメタン、ビス（４－ヒドロキシフェニ
ル）ジメチルメタンジグリシジルエーテル、ビスフェノールＦのジグリシジルエーテル、
２－（ブトキシメチル）オキシラン、２－（クロロメチル）オキシランと４－［２－（４
－ヒドロキシフェニル）プロパン－２－イル］フェノールの反応生成物（ビスフェノール
Ａ－エピクロロヒドリンベースのエポキシとしても知られる）、変性ビスフェノールＡ－
エピクロロヒドリンベースのエポキシ、ジグリシジル１，２－シクロヘキサンジカルボオ
キシレート、１，４－シクロヘキサンジメタノールジグリシジルエーテル、シスおよびト
ランス１，４－シクロヘキサンジメタノールジグリシジルエーテルの混合物、ネオペンチ
ルグリコールジグリシジルエーテル、レゾルシノールジグリシジルエーテル、４，４’－
メチレンビス（Ｎ，Ｎ－ジグリシジルアニリン）、３，４－エポキシシクロヘキシルメチ
ル３，４－エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、３，４－エポキシ－１－シクロヘ
キサンカルボン酸、３，４－エポキシシクロヘキサン－１－イル）メチルエステル、ｔｅ
ｒｔ－ブチルグリシジルエーテル、２－エチルヘキシルグリシジルエーテル、エポキシプ
ロポキシプロピル末端ポリジメチルシロキサン、ネオペンチルグリコールジグリシジルエ
ーテル、１，４－シクロヘキサンジメタノールジグリシジルエーテル、１，３－ビス［２
－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチル］テトラメチルジシロキサン、トリメチロ
ールプロパントリグリシジルエーテル、ジグリシジル１，２－シクロヘキサンジカルボキ
シレートなど、またはこれらのエポキシ樹脂の少なくとも１種を含む組合せ、が挙げられ
る。
【００４８】
　接着剤層は、２から５０μｍ、好ましくは５から３５μｍ、より好ましくは１０から３
０μｍの厚さを有することができる。
【００４９】
　第２層１０６は、表面１０３で第１層１０２と、あるいは表面１０５で接着剤層（第３
層１０４）と接する。第１層１０２および第２層１０６の材料は、同じでもよく、異なっ
てもよい。典型的な実施形態では、第１層１０２に使用される材料は、第２層１０６に使
用される材料とは異なる。第２層に使用される材料は、第１層に使用される材料の軟化温
度ならびに第３層に使用される材料の軟化温度よりも高い軟化温度を有する。一実施形態
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では、第２層に使用される材料のガラス転移温度は、第１層に使用される材料のガラス転
移温度より高い。
【００５０】
　第２層１０６はバッキング層とも呼ばれ、製造工程中に経験する高温中に、多層テープ
１００の強度および安定性を提供する。第２層１０６に使用される材料は、２００℃以上
、好ましくは２２５℃以上、より好ましくは２５０℃以上の軟化点を有する。
【００５１】
　一実施形態では、第２層１０６は、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリスルホン、
ポリエーテルスルホン、ポリケトン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルケトン
ケトン、ポリベンゾオキサゾール、ポリフタルアミド、ポリアミドなど、またはそれらの
組み合わせ、により形成される。
【００５２】
　第２層１０６に使用される適切な材料の例は、ポリイミドである。典型的な市販のポリ
イミドはＫＡＰＴＯＮ（登録商標）であり、市販のポリアミドはＮＯＭＥＸ（登録商標）
である。
【００５３】
　一実施形態では、第２層１０６は、金属フィルムまたはセラミックフィルムでもよい。
ただし、その金属フィルムまたはセラミックフィルムに可撓性があり、多層テープ１００
が円形の断面積を有するカテーテルを包むように曲がることができる場合に限る。金属の
例としては、鋼、銀、アルミニウム、チタン、銅などの延性金属、またはそれらの組み合
わせ、が挙げられる。
【００５４】
　セラミックの例としては、金属酸化物、炭化物、金属オキシ炭化物、金属窒化物、金属
オキシ窒化物、金属ホウ化物、金属ホウ炭化物、金属ホウ窒化物、金属ケイ化物、金属ホ
ウケイ化物など、またはそれらの組み合わせ、が挙げられる。
【００５５】
　典型的なセラミックは、シリカ、アルミナ、チタニア、ジルコニア、セリアなど、また
はそれらの組み合わせ、である。
【００５６】
　一実施形態では、第２層１０６は、その中に複数の延伸可能な仕切り１０８を有する。
この延伸可能な仕切り１０８は、表面１０５とは反対側の自由表面である外側表面１０７
から、第２層１０６の全厚さを通って、第１層１０２（第３層が存在しないとき）内まで
、あるいは第３層１０４が存在するときには第３層１０４および／または第１層１０２内
まで延びる。「自由表面」という用語は、第２層１０６の外側表面１０７が他の層の表面
と接しておらず、製造プロセス中ではないときに、周囲の雰囲気と接していることを意味
する。
【００５７】
　仕切り１０８はスリットであり、多層テープ１００が曲面にテクスチャーを与えるとき
に、表面１０１に対して層１０６の表面１０７の外周を延伸させるためのものである。仕
切り１０８をエラストマーの薄い層で充填し、裂けを防ぐこともできる。
【００５８】
　図４および図５は、例えばチューブあるいはシリンダーの外側表面などの湾曲面にテク
スチャーを付与するための多層テープ１００の使用の一実施形態を示す。多層テープ１０
０を導管２００（シリンダーあるいはチューブ）の外周に配置すると、表面テクスチャー
１０１Ａを有する層１０２が、導管２００と接触する。仕切り１０８が延伸して、外側表
面１０７が内側表面１０１に対して占めなければならないより大きな円周を収容し、内側
表面１０１がその全周にわたって均等に導管２００と接触することを可能にする。図４に
見られるように、多層テープ１００がシリンダーまたはチューブの外周に接触するとき、
多層テープ１００の外側表面にわたって均一に半径方向の圧縮力を（例えば金型などを介
して）加えることにより、テクスチャーが表面テクスチャー１０１Ａからシリンダーまた
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はチューブに転写される。
【００５９】
　図４に示す実施形態では、多層テープ１００をシリンダーまたは導管２００の外側に配
置してテクスチャー加工するとき、多層テープの端１１０Ａおよび１１０Ｂが互いに接触
して、表面テクスチャー１０１Ａが、外側表面に連続的かつ均一に接する。多層テープの
端１１０Ａおよび１１０Ｂは、それがテクスチャー加工対象のデバイス上に配置されると
きに、互いに重ならないことが望ましい。重なっていると、表面欠陥を引き起こすモール
ドライン（シームとも呼ばれる）（図示せず）の形成を引き起こす。
【００６０】
　テープの幅「Ｒ」（図１参照）がテクスチャー加工対象のデバイスの周囲長と等しくな
いためにモールドラインが形成されることを防止するため、テープの端１１０Ａおよび１
１０Ｂを、図５に示すように傾斜させることもできる。製造プロセス中に端１１０Ａおよ
び１１０ｂの傾斜面が合わさると、端１１０Ａの表面は端１１０Ｂの表面の下に滑り込み
、いかなる重なり合いをも防ぎ、テクスチャー加工されるデバイスの表面の損傷を防止で
きる。
【００６１】
　一実施形態では、多層テープ１００を製造するひとつの方法として、第１層１０２を押
出成形し、鋳型（図示せず）を使用して所望のパターンをその上に配置する。テクスチャ
ーを、テープ第１層１０２に連続プロセスで付与することもできる。第２層１０６もまた
、別の押出工程で押出成形し、次いで、第１層１０２と第２層１０６の両方を、加圧およ
び／または加熱下で、ロールミルにより互いに接着（互いに積層）することができる。
【００６２】
　別の実施形態では、第１層１０２、第２層１０６、およびオプションの第３層１０４を
、圧力下のロールミルで薄く打ち延ばすことにより、一括押出成形および結合する。続い
て、薄く打ち延ばされた積層体の第１層１０２を、所望のテクスチャーの画像またはネガ
画像を有するテープ（金型）に接触させることによって、テクスチャー加工する。
【００６３】
　さらに別の実施形態では、第１層１０２を押出成形し、その上に金型（図示せず）を使
用して所望のパターンを配置する。次に、第３層１０４と第２層１０６とを第１層１０２
上に押出形成および積層する。一実施形態では、第３層は紫外線を使用して硬化される。
他の実施形態では、第３層は熱エネルギーを用いて硬化される。
【００６４】
　多層テープ１００を使用する１つの方法では、デバイス（例えば、その外側表面がテク
スチャー加工される導管またはシリンダー）を、デバイスの長手軸が多層テープの長手軸
と平行になるように、テープで包む。多層テープ１００は、１回の接触工程でその全周に
わたって均一にデバイスに接触し、デバイスとテープの両方が長手方向に移動している間
に、そのテクスチャーをデバイスに転写する。静水圧を多層テープ１００に均一に加える
ことによって、テクスチャーがテープからその全周にわたってデバイスに転写される。要
するに、テクスチャーは、多層テープ１００とデバイス（導管２００）の両方を金型に１
回通過させる間に、多層テープ１００によって、デバイス（導管２００）の全周面に付与
される（図４および図５参照）。
【００６５】
　テクスチャー加工の方法は、同時出願の出願（ＰＣＴ／ＵＳ２０１７／０５２４３４）
に詳述されており、その全内容は参照により本明細書に組み込まれる。
【００６６】
　テクスチャー加工されるデバイスは、一般に、エラストマー製である。典型的なデバイ
スは、カテーテル、チューブ、シリンダーなどである。適切なエラストマーの例としては
、ポリジメチルシロキサン、ポリブタジエン、ポリイソプレン、スチレン－ブタジエン－
スチレン（ＳＢＳ）、スチレン－イソプレン－スチレン（ＳＩＳ）、スチレン－エチレン
／ブチレン－スチレン（Ｓ－ＥＢ－Ｓ）ブロックコポリマー、熱可塑性ポリウレタン、コ
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ポリエステル－エーテル（テレフタル酸、ポリテトラメチレングリコール、および１，４
－ブタンジオールから誘導されるブロックコポリマー）、天然ゴム、合成ポリイソプレン
、ブチルゴム、ハロゲン化ブチルゴム、ポリブタジエン、スチレン－ブタジエンゴム、ニ
トリルゴム、水素化ニトリルゴム、クロロプレンゴム、ポリクロロプレン、エチレンプロ
ピレンゴム、およびエチレンプロピレンジエンゴム、エピクロロヒドリンゴム、ポリアク
リルゴム、シリコーンゴム、フルオロシリコーンゴム、フルオロエラストマー、ペルフル
オロエラストマー、ポリエーテル－ブロック－ポリアミド、クロロスルホン化ポリエチレ
ン、エチレン－酢酸ビニルなど、またはこれらのブロックエラストマーの少なくとも１つ
を含む組み合わせ、が挙げられる。典型的なエラストマーは、ポリシロキサンである。エ
ラストマーは、約１０５パスカルから約１０８パスカルの弾性率を有することが望ましい
。
【００６７】
　テクスチャーはまた、例えば人工肛門形成術などの手術において使用される身体部分の
表面に使用することもできる。テクスチャーはまた、歯周包帯の内側表面および外側表面
；静脈内カテーテルおよびポート；フォーリーカテーテル；例えばプレートのような組織
と接触する表面；粘着テープ、パッチ、包帯など；電子リード線；歯科用インプラント；
歯科矯正装置；ｉｏｌ（眼内レンズ）；組織増強、皮膚移植、組織からの細菌または他の
微生物の隔離、のためのヒドロゲルフィルム；感染症、凝固／血栓症を減らし、流れを良
くするための心肺機械表面；臓器／組織形成のための組織構築物；透析装置の部品、チュ
ーブおよびコントロールパネル；人工内耳／耳鼻咽喉科用インプラントおよび電子機器；
ペースメーカーの導線および本体；除細動導線および本体；心臓弁流動面および固定面；
脊椎インプラント；頭蓋／顔面インプラント；例えば心臓弁のような生物医学的器具；メ
ス；トング；鉗子；鋸；リーマー；グリッパー；スプレッダー；ペンチ；ハンマー；ドリ
ル；喉頭鏡；気管支鏡；食道鏡；聴診器、鏡、口腔／耳鏡、Ｘ線プレート／フレーム、Ｘ
線装置表面、磁気共鳴映像（ＭＲＩ）表面、エコー心電図表面、キャットスキャン表面、
スケール、クリップボードなど、にも使用される
【００６８】
　多層テープ１００、そのテープの製造方法、およびそれを使用する方法は、非常に小さ
い断面積を有するデバイスにテクスチャーを付与することができるという点で有利である
。多層テープ１００の柔軟性は、単一パスで複雑な形状を有する表面をインプリントする
ことを可能にする。デバイスの表面全体を、テープとの単一の接触でテクスチャー加工す
ることができる。デバイスをテクスチャー加工するために、多層テープ１００を何度も接
触させる必要はない。
【００６９】
　本明細書で使用される用語「第１」、「第２」などは、いかなる順序または重要性を示
すものではなく、１つの要素を別の要素から区別するために使用されるものである。また
、「ひとつの」という用語は、数量の限定を意味するのではなく、少なくとも１つの言及
された品目の存在を意味する。さらに、ここで開示したすべての範囲は複数の評価項目を
含んでおり、個別に組み合わせることができる。
【００７０】
　本発明について、添付の図面を参照してより完全に説明する。添付図面には、種々の実
施形態を示す。しかしながら、本発明は、多くの異なる形態で具体化でき、ここで示す実
施形態に限定されるものと解釈されるべきではない。むしろ、これらの実施形態は、この
開示が徹底的かつ完全であり、かつ本発明の範囲を当業者に十分に伝えるように提供され
ている。全体を通して、同じ参照番号は同じ要素を指す。
【００７１】
　構成要素が他の要素の「上に」あるとは、他の要素の直接に上にあるか、あるいは、介
在要素がそれらの間に存在するという意味である。対照的に、ある要素が別の要素の「直
接上に」あると言うとき、介在要素は存在しない。本明細書で使用されるとき、用語「お
よび／または」は、関連する列挙された項目のうちの１つまたは複数のいずれかの組み合
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わせ、および全ての組合せを含む。
【００７２】
　本明細書では第１、第２、第３などの用語を使用して、様々な構成要素、部品、領域、
層および／またはセクションを説明することがあるが、これらの要素、部品、領域、層お
よび／またはセクションは、これらの用語によって制限されるべきものではない。これら
の用語は、１つの要素、部品、領域、層またはセクションを他の要素、部品、領域、層ま
たはセクションと区別するためにのみ使用されている。したがって、以下で論じる第１の
要素、部品、領域、層またはセクションは、本発明の教示から逸脱することなく、要素、
部品、領域、層またはセクションと呼ぶこともできる。
【００７３】
　ここで使用される用語は、特定の実施形態を説明することのみを目的としており、限定
することを意図してはいない。ここで使用される単数形は、文脈が明らかにそうでないと
示さない限り、複数形も含むことを意図している。用語「備える」、「備え」、「含む」
、「含み」、「有する」および／または「有し」は、本明細書で使用されるとき、記載さ
れた特徴、領域、完全体、ステップ、動作、要素、および／または部品の存在を特定する
が、１または複数の他の特徴、領域、完全体、ステップ、動作、要素、部品、および／ま
たはそれらの組の存在または追加を排除するものではない。
【００７４】
　さらに、「下側」または「底」、および「上側」または「上部」などの相対用語は、こ
こでは、図に示されているような、ある要素と別の要素との関係を説明するために使用さ
れる。相対的な用語は、図に示されている向きに加えて、装置の異なる向きを含むもので
ある。例えば、図のうちの１つの装置をひっくり返すと、他の要素の「下側」にあると記
載されている要素は、他の要素の「上側」に向けられる。したがって、典型的な用語「下
側」は、図の特定の向きに応じて、「下側」および「上側」の両方の向きを包含すること
ができる。同様に、図のうちの１つの装置をひっくり返すと、他の要素の「下」または「
下方」として説明されている要素は、他の要素の「上」に向けられる。したがって、例え
ば「下」または「下方」という用語は、上および下の両方の向きを包含することができる
。
【００７５】
　特に別の意味で定義されない限り、ここで使用される全ての用語（技術および科学の用
語を含む）は、本発明が属する技術分野の当業者によって一般に理解されるのと同じ意味
を有する。さらによく理解されるように、一般的に使用される辞書で定義されている用語
などの用語は、ここで明示的に定義されていない限り、関連技術および本開示の文脈にお
けるそれらの意味と一致する意味を有すると解釈されるべきであり、理想化され、または
過度に形式的な認識で、解釈されるべきではない。
【００７６】
　典型的実施形態は、理想化された実施形態の概略図である断面図を参照して説明される
。したがって、例えば製造技術および／または公差の結果として、図の形状からの変形が
予想される。したがって、ここで記載される実施形態は、ここで示すような領域の特定の
形状に限定されると解釈されるべきではなく、例えば製造から生じる形状の偏差を含むも
のである。例えば、平坦として図示または説明された領域は、典型的には、粗いおよび／
または非線形のフィーチャーを有することがある。さらに、図示されている鋭角は、丸み
を帯びていてもよい。したがって、図に示される領域は本質的に概略的であり、それらの
形状は領域の正確な形状を示すことを意図するものではなく、本願の特許請求の範囲を限
定することを意図するものでもない。
【００７７】
　「含み」という用語は、「本質的に・・・からなる」およ「・・・からなる」という意
味を包含する。
【００７８】
　本発明をいくつかの実施形態に関連して詳細に説明したが、本発明はそのような開示さ
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れた実施形態に限定されない。むしろ、本発明は、これまで説明していないが本発明の範
囲に相応するどのような数の変形、変更、置換または同等の構成を組み込むように修正す
ることができる。さらに、本発明の種々の実施形態を説明したが、本発明の範囲は、説明
した実施形態のうちのいくつかのみを含むものである。したがって、本発明は、前述の説
明によって限定されると見なされるべきではなく、添付の特許請求の範囲によってのみ限
定される。
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【図３Ａ】
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